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摘要(译)

一种用于确定物体的投影轨迹的方法（230），包括：通过位置的周期性
比较，在视野中检测到的物体点的帧与帧之间的运动，通过周期性地外
推周期性检测到的物体点的轨迹，以及通过对轨迹进行限定来进行测
量。 计算并应用一系列位置的线性阈值和强度一致性阈值。 该方法还通
过在其上包括多条线（310）的绘制作为一个或多个超声图像（305）上
的路径轨迹指示器（330）并在用户使用时显示对象的投影轨迹来产生多
个超声图像。 在对象（240）的感兴趣区域（242）中将跟踪的对象移动
最小距离。 该方法还包括利用带有探头（205）的运动传感器（234）来
抑制投影轨迹的计算和显示。
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